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wird, wobet sich der zweite Bereich van dem ersten Beraich unterscheidet

Die Erfindung betrifft ain Verfahren zum Kalibneren eines zur Charakterisierung eaner diffraktiven Struktur, insbesondere enes Compater-
genenarten Hologramms (OGH), bestimmiten Beugungsmessstandes, wobes der Beugungsmessstand emen in emer Bidebene
angeardneten flachig messenden [ntenstatssensor (130) zur Messung eines bel Beleuchtung der in emnar Objektabene angeordneten
diffraktrven Struktur mit Lscht m giner vorgegebenen Beugungsordnung erzeugten Intensitatsvertedung aufweist, wobei das Verfaheen
folgende Schrtte aufweist: Durchfuheen einer arsten Intensitatsmessung, ber welcher ohne Vorhandenszain einer diffraktiven Struktur in
der Objektebene Licht von einem ersten Bereich (100d) der Objektebena uber den Beugungsmessstand auf den [ntensitatssensor gelenkt
wird, und Durchfuhren wenigstens einer zweten [ntensitatsmessung, bat welcher chne Vorhandensein einer diffraktiven Struktur in der
Objektebens Licht von einem zweiten Seresch (100c) der Objektebene tber den Beugungsmessstand auf den Intensitatssensor gelenkt
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| @iner diffraktven Strulktis, insbesandere eines Computer-genenerten =1
| Holegramms (CGH ), bestmmeten Baugungsmessstandes, wobes der mIc
| Beugungsmeszstand sinen n ener Sikiebene angeordneten fiachg messenden
tatssansor (130) zur Messung sines bal Beleuchtung der in eifer

| Obyektebens angeordneten dffraktiven Struktur mit Licht m eines vorgegebanen
| Brugungsordnung erzeugten Intensitdtsverteiung aufweist, wobes das Verfahiren
folgende Schntte sufweist: DurchRihren einer ersten Intensitatsmessung, bes

| weicher ohne Vorhandensen einer diffraktiven Struktur in der Objektebene Licht
{von @nem ersten Bereich (100d) der Objoktebene uber den Beupungsmessstand
| auf den Intenstatesensar gelenkt wird, und Durchfthren wenigstens sser
:r‘-.-rm,-r Intensitatsmessung, bay welcher chne Viorhandensein ainer difraktven

| Struktur in der Qbjektebens Licht von einem zweiten Bereich (100c) der
:-’.:h;ek*.nwm uber don Beugungsmessstand auf don Intensitatssansor gelenks
’ﬂ!ld, wabes sich der 2weits Bereich von dem ersten Beresch unterscheidat
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